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(57) Abstract: Provided i s a technology tnat eases stress on a subject resulting from gas tlow. This supporting air plate has a sup
porting surface, a compressed gas layer i s formed between the supporting surface and a supported subject, and the supported subject
i s supported in the state o f not contacting the supporting surface. The supporting air plate has: a gas flow resistor having a plurality
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ponding t o the first gas supply holes, overlap a portion o f the first gas supply holes and interconnect with the first gas supply holes,
discharging a gas flow towards the compressed gas layer; and a gas flow opposing surface that opposes the discharge openings o f the
gas flow resistors that throttle and discharge the gas flow o f the gas flow resistors, and that i s positioned at the boundary section o f
the first perforated plate-shaped section and the second perforated plate- shaped section that cause the collision and diffusion o f the
gas flow discharged from the discharge opening o f the gas flow resistors.
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気体流による対象物へのス トレスを緩和する技術を提供する。 支持用エアプレー トは、支持面を有
し、支持面と支持対象物との間に圧縮気体層を形成 し、支持対象物を支持面と非接触の状態で支持する
支持用エアプレー トであって、供給 される気体流を絞 つて噴出する複数の噴出口を有する気体流抵抗器
と、複数の気体流抵抗器が装着 される複数の第 1 気体供給孔を有する第 1 有孔板状部 と、第 1 有孔板状
部の支持面側に隣接 し、第 1 気体供給孔に対応する位置に、第 1 気体供給孔の一部 と重なって第 1 気体
供給孔と連通 し、気体流を圧縮気体層に向かって噴出する第 2 気体供給孔を有する第 2 有孔板状部 と、
気体流抵抗器の気体流を絞って噴出する気体流抵抗器の噴出口に対面 し、気体流抵抗器の噴出口か ら噴
出 した気体流を衝突させて拡散 させる第 1 有孔板状部 と第 2 の有孔板状部との境界部に位置する気体流
対抗面と、を有 している。



明 細 書

発明の名称 ：支持用エアプレー トおよびその気体流抵抗器

技術分野

[0001 ] 本発明は、圧縮気体層により非接触で対象物を支持する支持用エアプレー

卜に関し、特に、フラットパネルディスプレイやソ一ラ一パネル等に用いら

れるガラス基板等を非接触状態で支持する支持用エアプレ一 卜に関する。

背景技術

[0002] フラットパネルディスプレイ （F P D ) やソ一ラ一パネルの製造において

は、パネル用ガラス板の薄肉化および大型化、搬送の高速化および高精度化

、ガラス基板に対するス トレスフリー化が求められる。そのような要求を満

たすために、ガラス板を気体層によって浮上させ、搬送する非接触搬送装置

が用いられる。例えば、長辺が 2 4 O O m m もあるようなガラス板を 3 0 土

5 mの高さおよび精度で浮上させるといったことが要求される。

[0003] 特許文献 1 には、気体の旋回流を発生させてガラス板を支持する技術が開

示されている。特許文献 1 の技術では、装置基体の搬送面に形成 した凹部に

旋回流形成体を収容 し、その旋回流形成体の外周面を凹部の周囲に突設 した

盛上部によってかしめ接合 している。本構成により搬送面上に気体の旋回流

を発生させ、ガラス基板を非接触状態で支持する。

[0004] 特許文献 2 には、気体の上昇流を発生させてガラス基板を支持する技術が

開示されている。上昇流形成体は、環状鍔部を、搬送用基板の上板に形成さ

れた収容孔部の円筒壁面部に圧入嵌合 し、係合垂下部の係合突起部を収容孔

部の環状肩部に係合させることで、収容孔部に装着されている。本構成によ

り、上板上に気体の上昇流を発生させ、ガラス基板を非接触状態で支持する

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献 1 ：国際公開第 2 0 0 9 / 1 1 9 3 7 7 号パ ンフレツ 卜



特許文献2 ：特開 2 0 1 - 1 7 6 8 2 2 号公報

発明の概要

発明が解決しょうとする課題

[0006] 特許文献 1 の旋回流形成体はガラス基板に対向する基体の搬送面に装着さ

れる。旋回流形成体を通った気体が旋回しながらガラス基板に当たるととも

に、旋回流の内側にガラス基板を基体に引き寄せる方向の気体の流れを生じ

るようになっている。

[0007] また、特許文献 2 の上昇流形成体もガラス基板に対向する基板の搬送面に

装着される。上昇流形成体から噴出した気体は直接に、あるいは気体同士が

衝突した後に、あるいは上昇流形成体の内周の側壁に衝突した後に、ガラス

基板に当たるようになつている。

[0008] しかしながら、近年では、 F P Dやソーラーパネルは益々大型化、薄型化

し、それに伴って搬送装置が支持すべきガラス板も大型化、薄型化 している

。そのため、気体流によりガラス基板に加わるス トレスの緩和や、それによ

り圧力の均一化が従来よりも一層求められるようになつている。

[0009] 本発明の目的は、気体流による支持対象物へのス トレスを緩和する技術を

提供することである。

課題を解決するための手段

[001 0] 本発明の一態様による支持用エアプレ一 卜は、支持面を有 し、前記支持面

と支持対象物との間に圧縮気体層を形成 し、前記支持対象物を前記支持面と

非接触の状態で支持する支持用エアプレ一 卜であって、供給される気体流を

絞って噴出する複数の噴出口を有する気体流抵抗器と、複数の前記気体流抵

抗器が装着される複数の第 1 気体供給孔を有する第 1有孔板状部と、前記第

有孔板状部の前記支持面側に隣接 し、前記第 1 気体供給孔に対応する位置

に、前記第 1 気体供給孔の一部と重なって前記第 1 気体供給孔と連通 し、前

記気体流を前記圧縮気体層に向かって噴出する第 2 気体供給孔を有する第 2

有孔板状部と、前記気体流を絞って噴出する前記気体流抵抗器の噴出口に対

面 し、前記気体流抵抗器の噴出口から噴出した気体流を衝突させて拡散させ



る前記第 1 有孔板状部 と前記第 2 の有孔板状部 との境界部に位置する気体流

対向面と、を有 している。

[001 1] また、本発明の一態様による気体流抵抗器は、支持面と支持対象物 との間

に圧縮気体層を形成 し、前記支持対象物を前記支持面から浮上させた非接触

状態で支持する支持用エ アプレ一 卜に用いられる気体流抵抗器において、前

記支持用エ アプレー 卜の装着部に装着され、供給される気体流を絞って、前

記支持面に向かって間接的に噴出すことができる噴出口を有することを特徴

とするものである。

発明の効果

[001 2 ] 本発明によれば、支持用エ アプレー 卜から噴出された圧縮気体流の与える

支持対象物へのス 卜レス を緩和することができる。

図面の簡単な説明

[001 3 ] [ 図 1] 第 1 の実施形態による浮上用エ アプレー 卜の概略的な断面図である。

[ 図2] 気体経路プレー 卜1 2 の表面の形状を示す図である。

[ 図3] 体経路プレー 卜1 2 の裏面の形状を示す図である。

[ 図4 ] ボ トムプレー ト1 3 を表面側から見た図である。

[ 図5] 第 1 の実施形態による浮上用エ アプレー 卜の概略的な分解断面図である

[ 図6] 噴出ペ レツ 卜1 4 の平面図 （A ) と側断面図 （B ) とを示す図である。

[ 図7] 噴出ペ レッ ト1 4 が取 り付けられた トッププレー ト1 1 の噴出孔 1 7 の

内部における気体の流れを示す図である。

[ 図8] 吸引ペ レツ 卜1 5 が取 り付けられた気体経路プレー ト1 2 および トップ

プレー ト1 1 の噴出孔 1 7 の内部における気体の流れを示す図である。

[ 図9] 噴出ペ レツ 卜1 4 のオ リフ ィス流路近傍の断面図である。

[ 図 10] 第 2 の実施形態による浮上用エ アプレー 卜の概略的な断面図である。

[ 図 11] 噴出ペ レツ 卜3 4 が取 り付けられた トッププレー ト3 1 の気体供給孔

3 7 の内部における気体の流れを示す図である。

[ 図 12] 第 3 の実施形態による浮上用エ アプレー 卜の概略的な断面図である。



[ 図13] 噴出ペ レツ 卜3 4 が取 り付けられたペ レツ 卜装着プレー 卜5 2 と トツ

ププレー 卜5 1 の内部における気体の流れを示す図である。

[ 図14] 第 4 の実施形態による浮上用エアプレ一 卜の噴出ペ レツ 卜近傍の概略

的な断面図である。

[ 図15] 第 5 の実施形態による浮上用エアプレ一 卜の噴出ペ レツ 卜近傍の概略

的な断面図である。

[ 図16] 第 6 の実施形態による浮上用エアプレー 卜の概略的な断面図である。

発明を実施するための形態

[0014] 本発明の実施形態について図面を参照 して説明する。以下の説明において

は同一の部材ゃ部分に対 して同一の符号を付 し、その説明を省略あるいは簡

略化する場合がある。

[001 5] (第 1 の実施形態）

[001 6] 図 1 は、第 1 の実施形態による浮上用エアプレー 卜 （支持用エアプレー 卜

) の概略的な断面図である。浮上用エアプレー ト1 0 は、支持面 1 1 a を有

し、支持する対象物 （支持対象物）であるガラス基板 （不図示）と支持面 1

1 a との間に圧縮気体層を形成 し、ガラス基板を支持面 1 1 a から浮上させ

た非接触状態で支持するプレー 卜である。

[001 7] 図 1 を参照すると、浮上用エアプレー ト1 0 は、 トッププレー ト1 1 、気

体経路プレー ト1 2 (平板）、ボ トムプレー ト1 3 、噴出ペ レッ ト1 4 (気

体流抵抗器）、および吸引ペ レッ ト1 5 (吸込用気体流抵抗器）を有 してい

る。

[001 8] トッププレー ト1 1 、気体経路プレー ト1 2 、およびボ トムプレー ト1 3

は、共に、アルミニウム等の金属材料で製作されている板形状の部材である

。バイメタル効果により温度変化で反 りが生 じるのを防ぐため、 トッププレ

— 卜1 1 、気体経路プレー ト1 2 、およびボ トムプレー ト1 3 を同 じ材質に

揃えるのが好ましい。それぞれ高精度に平面研削加工 し、孔ゃ溝を設けるこ

とにより、製作される。 トッププレー ト1 1 、気体経路プレー ト1 2 、およ

びボ トムプレー 卜1 3 には不図示の組み付け用孔とタツプ加工が施されてお



り、ボル トによって互いに組み付けられる。更に、ガラス基板を搬送する不

図示の搬送装置など相手フレームに組み付けるため、浮上用エアプレー 卜1

0 にはボル 卜取り付け用孔が設けられている。

[001 9] —方、噴出ペレツ卜1 4 および吸引ペレツ卜1 5 は樹脂材料等からなる射

出成型品であり、 トッププレー ト1 1 や気体経路プレー 卜1 2 に設けられた

孔に揷入される。

[0020] 以下、それぞれについて詳細に説明する。

[0021 ] トッププレ一 卜1 1 は、板厚方向に貫通する複数の噴出孔 1 7 と複数の吸

引孔 1 8 が交互に配置された有孔板状部材である。噴出孔 1 7 は、支持面 1

1 a とガラス基板との間に圧縮気体を噴出して圧縮気体層を形成させてガラ

ス基板を浮上させるための孔であり、吸引孔 1 8 は、圧縮気体層から気体を

吸引してガラス基板の浮上高さを安定させるための孔である。

[0022] 噴出孔 1 7 および吸引孔 1 8 を配置するピッチは、支持する対象物である

ガラス基板の厚さに合わせて設定される。薄いガラス基板には密なピッチ、

厚いガラス基板には疎なピッチを採用するのが経済的にも変形を抑える上で

も好ましい。 トッププレー ト1 1 の一方の面が、ガラス基板を浮上させた非

接触状態で支持するための支持面 1 1 a を構成する。以下、 トッププレ一 卜

1 1 における、ガラス基板を支持する一方の面である支持面 1 1 a の他方の

面を裏面 1 1 b ということにする。

[0023] 噴出孔 1 7 は、支持面 1 1 a 側と裏面 1 1 b 側とで内径寸法が異なる貫通

穴であり、支持面 1 1 a 側にある裏面 1 1 b 側に設置された孔より内径寸法

の小さな小径孔部 1 7 b (第 2 気体供給孔）と、裏面 1 1 b 側にある小径孔

部 1 7 b に連接 して小径孔部 1 7 b より内径寸法の大きな大径孔部 1 7 a (

第 1 気体供給孔）とからなる段付き孔構造となっており、噴出孔 1 7 の大径

孔部 1 7 a に噴出ペレツ卜1 4 が揷入される。一例として、大径孔部 1 7 a

は内径 8 m mであり、小径孔部 1 7 b は内径 2 . 5 m mである。

[0024] 吸引孔 1 8 も噴出孔 1 7 と同様に、支持面 1 1 a 側が裏面 1 1 b 側より内

径の小さな小径孔部 1 8 b と裏面 1 1 b 側が小径孔 1 8 b より内径の大きな



大径孔部 1 8 a とが連接 してなる段付き孔構造となっている。一例として、

大径孔部 1 8 a は内径 8 m mであり、小径孔部 1 8 b は内径 4 m mであ

る。ただ し、吸引孔 1 8 にはペ レットは揷入されないので段付き構造でなく

てもよい。

[0025] 気体経路プレー ト1 2 は、 トッププレー ト1 1 の裏面 1 1 b に密着させて

設置される面である表面 1 2 a と、表面 1 2 a に対面する逆側の面である裏

面 1 2 b とを有する。

[0026] 気体経路プレー 卜1 2 の表面 1 2 a 部には トッププレー ト1 1 の複数の噴

出孔 1 7 を互いに接続する給気溝 2 1 (気体供給路）が形成されている。更

に、気体経路プレ一 卜1 2 には、所定の位置で、給気溝 2 1 と連通 し、裏面

1 2 b まで貫通する給気孔 1 9 が設けられている。

[0027] また、気体経路プレー ト1 2 には、 トッププレー ト1 1 の各吸引孔 1 8 と

連通する位置で表面 1 2 a から裏面 1 2 b まで貫通する複数の吸引孔 2 0 が

設けられている。更に、気体経路プレー ト1 2 の裏面 1 2 b には、複数の吸

引孔 2 0 を互いに連通させる吸引溝 2 2 が形成されている。吸引孔 2 0 は、

裏面 1 2 b 側と表面 1 2 a 側とで内径寸法が異なる貫通穴であり、裏面 1 2

b 側にあり、表面 1 2 a 側に設置された孔より内径寸法の小さくなつた小径

孔部 2 0 b と、表面 1 2 a 側にあり小径孔部 2 0 b に連接 して小径孔部 2 0

a より内径寸法の大きな大径孔部 2 0 a からなる段付き孔形状となっており

、その吸引孔 2 0 の大径孔部 2 0 a に吸引ペ レット1 5 が揷入されている。

[0028] 気体経路プレ一 卜1 2 の表面 1 2 a 部にある給気溝 2 1 と裏面 1 2 b 咅に

ある吸引溝 2 2 とは板厚方向において互いに干渉 しない深さとなっている。

—例として、給気溝 2 1 および吸引溝 2 2 がいずれも幅 8 m mで、深さ3 .

5 m mであり、気体経路プレー ト1 2 の板厚は 7 m mより大きい厚さである

[0029] 図 2 は、気体経路プレー 卜1 2 の表面 1 2 a 側の形状を示す図である。

[0030] 図 2 を参照すると、気体経路プレ一 卜1 2 の表面 1 2 a に、給気溝 2 1 が

網目状に形成されており、その給気溝 2 1 の所定部位において裏面 1 2 b ま



で貫通する給気孔 1 9 が連通 している。給気溝 2 1 は、開口面 2 1 a が トツ

ププレ一 卜1 1 の裏面 1 1 b で塞がれ、 トッププレー ト1 1 の各噴出孔 1 7

と連通 し、給気孔 1 9 か ら供給される気体を トッププレ一 卜1 1 の噴出孔 1

7 へ供給する経路をなす （図 1参照）。

[0031 ] また、気体経路 プレー ト1 2 の表面 1 2 a 部 には、 トッププレー ト1 1 の

吸引孔 1 8 と連通する位置に、裏面 1 2 b まで貫通する吸引孔 2 0 がある。

[0032] 図 3 は、気体経路 プレー 卜1 2 の裏面 1 2 b 側の形状を示す図である。

[0033] 気体経路 プレ一 卜1 2 の裏面 1 2 b 部 には、複数の吸引孔 2 0 を互いに連

通させる吸引溝 2 2 が網 目状に設けられている。吸引溝 2 2 は、開口面 2 2

a がボ トムプレー ト1 3 の表面 1 3 a で塞がれ、各吸引孔 2 0 を通 して吸引

する気体の経路をなす （図 1参照）。

[0034] ここでは一例 として吸引溝 2 2 は 3 つの系統に分割されている。ガラス基

板を浮上させた状態で搬送する際、吸引溝 2 2 で連通 している全ての吸引孔

1 8 の上方にガラス基板がある状態 と、一部の吸引孔 1 8 の上方だけにガラ

ス基板があ り、残 りの吸引孔 1 8 の上方が開放されている状態 とでは、圧縮

気体層によりガラス基板に加わる力が異なる。本実施形態では、吸引溝 2 2

を 3 つの系統に分割することで、各系統によって連通されている全ての吸引

孔 1 8 が搬送されてい くガラス基板によって早期に覆われ、搬送中のガラス

基板に加わる力を安定させるように している。気体経路 プレー ト1 2 におけ

る吸引溝 2 2 の系統間は、図 3 のように完全に分離されて全 く連通 していな

くてもよく、限 られた部分だけで連通 していてもよい。

[0035] また、気体経路 プレ一 卜1 2 の裏面 1 2 b 部 には、表面 1 2 a 部の給気溝

1 と連通する貫通孔である給気孔 1 9 がある。

[0036] 図 4 は、ボ トムプレー ト1 3 を表面 1 3 a 側か ら見た図である。

[0037] ボ トムプレー ト1 3 は、気体経路 プレー ト1 2 の裏面 1 2 b に密接させて

設置される面である表面 1 3 a と、表面 1 3 a に対面する逆側の面である裏

面 1 3 b を有する （図 1参照）。

[0038] ボ トムプレ一 卜1 3 には、気体経路 プレ一 卜1 2 の給気孔 1 9 に圧縮気体



を供給するための給気口 2 3 が、給気孔 1 9 と連通する所定位置に板厚方向

に貫通 した状態で形成されている。 また、ボ トムプレー ト1 3 には、各系統

の吸引溝 2 2 か ら気体を吸引するための吸引口 2 4 が各系統の吸引溝 2 と

連通する所定位置に板厚方向に貫通 した状態で形成されている。ボ トムプレ

- 卜1 3 の表面 1 3 a は気体経路 プレー 卜1 2 の裏面 1 2 b に密接させた状

態で設置 しているため、吸引溝 2 2 の開口面 2 2 a を塞 ぐ蓋の役割を果た し

、吸引口 2 4 か ら各系統の全ての吸引溝 2 2 の気体の吸引を可能にする。

[0039] 給気口 2 3 には不図示のポンプが接続され、ポンプか ら給気口 2 3 に圧縮

気体が供給される。給気口 2 3 に供給された圧縮気体は、気体経路 プレー ト

1 2 の給気孔 1 9 および給気溝 2 1 を介 して トッププレ一 卜1 1 の各噴出孔

7 に送 られ、噴出ペ レツ 卜1 4 を通 って圧縮気体層に供給される。

[0040] また、吸引口 2 4 には不図示の真空ポンプが接続され、真空ポンプの吸気

により、気体が圧縮気体層か ら トッププレー ト1 1 の吸引孔 1 8 を通 って吸

引ペ レツ 卜1 5 が取 り付けられた気体経路 プレー ト1 2 に吸引され、更にボ

卜厶プレー 卜1 3 の吸引口 2 4 か ら真空ポンプに吸引される。

[0041 ] 図 5 は、第 1 の実施形態による浮上用エアプレ一 卜の概略的な分解断面図

である。

[0042] 噴出ペ レッ ト1 4 は、図 5 の矢印に示されるように、 トッププレー ト1 1

の噴出孔 1 7 に裏面 1 1 b 側か ら揷入され、噴出孔 1 7 の大径孔部 1 7 a 内

部 に取 り付けられる。噴出ペ レツ 卜1 4 の外径 1 4 e と噴出孔 1 7 の大径孔

部 1 7 a の内径 1 7 c は同一の寸法であるか、あるいは噴出ペ レッ ト1 4 の

外径 1 4 e が噴出孔 1 7 の大径孔部 1 7 a の内径 1 7 c よりも僅かに大きく

なっており、噴出ペ レッ ト1 4 を噴出孔 1 7 の大径孔部 1 7 a に揷入すると

圧入状態 とな り、気体が漏れないように噴出ペ レツ 卜1 4 の外周面 1 4 f と

噴出孔 1 7 の大径孔部 1 7 a の内周面 1 7 a a の間が封止される。

[0043] 図 6 は、噴出ペ レツ 卜1 4 の平面図 （A ) と側断面図 （B ) である。

[0044] 図 6 を参照すると、噴出べ レッ ト1 4 は、水平方向に配置された抵抗板 1

4 a と、抵抗板 1 4 a の外周面 と内周面で当接 し、抵抗板 1 4 a と一体的に



形成された管形状、より具体的には円筒形状の管状部 1 4 c とを有している

。抵抗板 1 4 a には、複数の円環状のォリフィス流路 1 4 b (貫通孔）が板

厚方向に貫通した状態で設置されている。
[0045] 噴出ペレツ卜1 4 は、抵抗板 1 4 a の裏面 1 4 a a側から供給される気体

流を、所望の流路抵抗を有する抵抗流路となるォリフィス流路 1 4 b で絞つ

て噴出すことにより、ガラス基板 （不図示）とトッププレート1 1の支持面

1 1 a との間の圧縮気体層に所望の剛性を与えることを可能にする。噴出べ

レット1 4 のオリフィス流路 1 4 b の支持面 1 1 a側の開口部、すなわち気

体を噴出す噴出口1 4 b a は、噴出ペレツ卜1 4 の中心軸 1 4 d から所定距

離以上離れた位置に設けてある。噴出口1 4 b a の噴出ペレツ卜1 4 の中心

車由1 4 d からの距離や噴出口1 4 b a の設置数は、オリフィス流路 1 4 b の

構成やガラス基板が許容するス卜レスなどに基づいて適宜選択すればよい。

本実施形態では一例として、噴出口1 4 b a は、中心軸 1 4 d からのピッチ

直径 （P C D ) が6 m mであり、個数は6 個である。

[0046] トッププレート1 1の噴出孔 1 7 の近傍に着目すると、上述したように、

噴出孔 1 7 は内径の異なる2 つの部分 （大径孔部 1 7 a、小径孔部 1 7 b )

からなる段付き孔構造となっている。すなわち、トッププレート1 1は、噴
出ペレット1 4 の外径と一致するかまたは僅かに小さい内径の大径孔部 1 7

a を具備した裏面 1 1 b側の有孔板状部 1 1 c (第 1有孔板状部）と、噴出

ペレット1 4 の外径 1 4 e よりも小さい内径の小径孔部 1 7 b を具備した支

持面 1 1 a側の有孔板状部 1 1 d (第2 有孔板状部）とからなっている。

[0047] 噴出孔 1 7 の段付き構成による大径孔部 1 7 a と小径孔部 1 7 b の内径の

相違により、中心軸 1 4 d から所定距離以上離れた位置に設けられた噴出べ

レット1 4 の噴出口1 4 b a に対向する大径孔部 1 7 a と小径孔部 1 7 b の

境界部に気体流対向面 1 1 e が形成されている。すなわち、噴出ペレット1

4 の噴出口1 4 b a は、噴出孔 1 7 の小径孔部 1 7 b の内周面より外周側に

位置している。噴出ペレツ卜1 4 の噴出口1 4 b a から噴出した気体流は、

気体流対向面 1 1 e によって拡散され、噴出孔 1 7 の小径孔部 1 7 b から圧



縮気体層に供給される。

[0048] 図 5 に戻り、吸引ペレット1 5 は、気体経路プレー ト1 2 の吸引孔 2 0 に

表面 1 2 a 側から揷入され、吸引孔 2 0 の大径孔部 2 0 a の内部に取り付け

られる。吸引ペレット1 5 は、抵抗板 1 4 a と管状部 1 4 c を有する噴出べ

レット1 4 と同様の形状を有 している。ただし、吸引ペレツ卜1 5 の外径、

長さ、抵抗板の位置、オリフィス流路の個数、位置、内径など各部の寸法は

噴出ペレツ卜1 4 の各寸法と異なっていてもよい。

[0049] 図 7 は、噴出ペレット1 4 が取り付けられた トッププレー ト1 1 の噴出孔

1 7 の内部における気体の流れを示す図である。図 7 を参照すると、 トップ

プレー ト1 1 の裏面 1 1 b (図中の下側の面）から噴出孔 1 7 の大径孔部 1

7 a に圧縮気体が供給される。この圧縮気体は、噴出ペ レツ 卜1 4 のオ リフ

ィス流路 1 4 b で絞られ、オリフィス流路 1 4 b の噴出口 1 4 b a から噴出

する。オリフィス流路 1 4 b の噴出口 1 4 b a の上方には気体流対向面 1 1

e があるので、気体流はその気体流対向面 1 1 e によって拡散される。拡散

された気体流は噴出孔 1 7 の小径孔部 1 7 b を通って支持面 1 1 a の上方に

噴出する。

[0050] 具体的には、オリフィス流路 1 4 b で細く絞られた気体流が気体流対向面

1 1 e に突き当たる。気体流対向面 1 1 e で気体流が拡散され、速度を落と

して噴出孔 1 7 の小径孔部 1 7 b に集約され、ガラス基板に向けて噴出する

[0051 ] 本実施形態によれば、オリフイスとなる多数の微細径の孔加工が必要な部

分をオリフィスを具備 した複数の樹脂射出成型品を用いることで、大きなプ

レー 卜の全面に直接多数の微細な孔を加工する必要が無いため、製造が極め

て容易であり、加工時間も短縮されている。

[0052] また、本実施形態によれば、オリフィス流路 1 4 b によつて所望値の流路

抵抗が与えられた気体流が気体流対向面 1 1 e によって拡散された後に支持

面 1 1 a の上方の圧縮気体層に供給されるので、流路抵抗によって圧縮気体

層に所望の剛性、すなわち均一な速度と圧力を与えるとともに、気体流対向



面 1 1 e でガラス基板へ与えるス トレスを緩和することが可能となっている

[0053] また、本実施形態では、図 6 に示 したように、噴出ペ レット1 4 において

、抵抗板 1 4 a は、管状部 1 4 c の上部側端面 1 4 c a から管状部 1 4 c の

軸方向に所定距離だけ管状部 1 4 c の下部側端面 1 4 c b 方向に入った位置

にて、管状部 1 4 c と接続されている。管状部 1 4 c の上部側端面 1 4 c a

から軸方向に0 . 1 〜 0 . 2 m mだけ下部側端面 1 4 c b の方向に入った位

置にて抵抗板 1 4 a を配置するのが好ましい。本構成により、図 7 に示 した

ように、噴出ペ レツ卜1 4 を、噴出孔 1 7 の段付き部分の段、すなわち大径

孔部 1 7 a と小径孔部 1 7 b の境界部分の段に突き当たるように取 り付ける

ことでオ リフィス流路 1 4 b から噴出した気体流を緩和するための空間を確

保することが可能となっている。

[0054] なお、噴出べ レット1 4 およびォ リフィス流路 1 4 b の位置をできるだけ

支持面 1 1 a の近 くにすることで、気体流を絞って流路抵抗を加える効果を

維持 し、自励振動が起こるのを抑制することができる。一例として、 トップ

プレー ト1 1 の有孔板状部 1 1 d は 5 m m以下が好ましい。

[0055] 図 8 は、吸引ペ レツ卜1 5 が取 り付けられた気体経路プレー 卜1 2 および

トッププレー ト1 1 のそれぞれの吸引孔 2 0 、吸引孔 1 8 の内部における気

体の流れを示す図である。 トッププレー ト1 1 の支持面 1 1 a から吸弓|子し1

8 に向けて吸引された気体は、吸引孔 1 8 を通って気体経路プレー ト1 2 に

達する。気体経路プレー ト1 2 に達 した気体は吸引ペ レット1 5 のオ リフィ

ス流路 1 5 a を通って絞られ、所望の流路抵抗が加えられ、吸引溝 2 2 で形

成された流路を経て、気体経路プレ一 卜の裏面 1 2 b から吸引される。

[0056] 吸引ペ レッ卜1 5 のオ リフィス流路 1 5 a は、例えば噴出べ レット1 4 の

オ リフィス流路 1 4 b からの気体の噴出量を相殺する吸引量の気体を吸引で

きるように設計されている。このときオ リフィス流路 1 4 b の内外の圧カバ

ランスを考慮 した設計が行われる。オ リフィス流路 1 4 b を通過 して噴出孔

7 から圧縮気体層に噴出された気体は噴出する前の噴出孔 1 7 内にある気



体よりも膨張 しているので、吸引ペ レット1 5 のオ リフィス流路 1 5 a の断

面積は噴出べ レット1 4 のオ リフィス流路 1 4 b の断面積よりも大きく設定

される。

[0057] 図 9 は、噴出ペ レツ卜1 4 のオ リフィス流路 1 4 b 近傍の断面図である。

[0058] 噴出べ レット1 4 の抵抗板 1 4 a にはオ リフィス流路 1 4 b が抵抗板 1 4

a の板厚方向に貫通 した状態で配置されている。オ リフィス流路 1 4 b は、

所望値の流路抵抗を気体流に対 して加える抵抗部となっており、本実施形態

の例ではさらに第 1抵抗部 1 4 b R 1 と第 2 抵抗部 1 4 b R 2 と抵抗部連結

部 1 4 b b に分かれている。流路抵抗は、流路の入力側と出力側の圧力差と

、気体の流量との比を表す。

[0059] 第 1抵抗部 1 4 b R 1 は一例として円柱形であり、その流路抵抗 r 1 は第

1抵抗部 1 4 b R 1 の断面積 S 1 および長さd 1 によって、 r 1 = a 1 ( d

1 S 1 ) と表すことができる。また、同様に第 2 抵抗部 1 4 b R 2 も円柱

形の場合、その流路抵抗 r は第 2 抵抗部 1 4 b R 2 の断面積 S および長

さd 2 によって、 r 2 = a 2 ( d 2 S 2 ) と表すことができる。 a 1、 a

は所定の係数である。なお、抵抗を段階的に大きくするためにここでは一

例として、第 1抵抗部 1 4 b R 1 の流路抵抗 r 1 が第 2 抵抗部 1 4 b R 2 の

流路抵抗 r 2 よりも十分に小さくなるように設計する。例えば、第 1抵抗部

1 4 b R 1 の内径 R 1 が 1 . 0 〜 6 . 0 m mで、長さd 1 が 1 0 〜 6 .

0 m mで、第 2 抵抗部 1 4 b R 2 の内径 R 2 が 0 . 0 5 〜 0 . 4 m mで、

長さd 2 が 0 . 2 〜 3 . 0 m mにて設定するのが好ましい。

[0060] また例えば同一形状のォ リフィス流路 1 4 b が n 個ある場合、噴出べ レッ

卜1 4 所望の流路抵抗 Rは、 R = r 2 n と表すことができる。本実施形態

の例では、上述のように n = 6 個である。噴出ペ レット1 4 におけるオ リフ

ィス流路 1 4 b の個数 n 、オ リフィス流路 1 4 b の抵抗部の断面積 S 1、 S

2 および長さd 1、 d 2 を適切に選択することにより、所望の流路抵抗 Rを

得ることができる。また、抵抗部連結部 1 4 b b は、第 1抵抗部 1 4 b R 1

と第 2 抵抗部 1 4 b R 2 を連結させると共に、抵抗を流路抵抗 r 1 から流路



抵抗 r 2 へ段階的に大きくする効果を有する。オ リフィス流路 1 4 b の抵抗

を段階的に大きくすることで、所望の流路抵抗 R を得つつ、抵抗板 1 4 a を

所望の厚みとして十分な強度を確保することができる。すなわち本実施形態

の例では抵抗部を 2 段階としたが、 3 段階以上に設計 してもよい。

[0061 ] また、図 9 の例では、オ リフィス流路 1 4 b の抵抗部連結部 1 4 b b がテ

—パ形状 となっているが、抵抗を流路抵抗 r 1 か ら流路抵抗 r 2 へ段階的に

大きくする効果を有 している形状であれば、テ一パ形状でな くてもよい。

[0062] また、上述 した、絞 り効果を維持 して自励振動を抑制する効果をできるだ

け高めるために、より抵抗の大きな第 2 抵抗部 1 4 b R 2 を抵抗板 1 4 a の

噴出口 1 4 b a 側 （支持面 1 1 a 側）に配置 している。

[0063] なお、本実施形態の浮上用エアプレー 卜1 0 は、噴出ペ レツ 卜1 4 および

吸引ペ レツ 卜1 5 を備え、支持面 1 1 a か ら圧縮気体層に気体を噴出すとと

もに、圧縮気体層か ら気体を吸引することにより、支持された対象物の高さ

を安定させ、 また制御 ノィズゃ搬送等による振動に対する耐性を高めている

。さらに、吸引孔 1 6 にも流路抵抗を与える吸引ペ レッ ト1 5 を設けること

で、吸引力の変化を抑える効果も得ている。 しか しなが ら、本発明がこの構

成に限定されることはない。他の例 として、支持面 1 1 a か ら気体を噴出す

のみの浮上用エアプレー トにも本発明は適用することができる。

[0064] また、本実施形態では、気体経路 プレー ト1 2 の吸引溝 2 2 だけが三分割

されているが、実施形態がこれに限定されることはない。例えば、給気溝 2

も吸引溝 2 2 と同様に複数に分割されていてもよく、あるいは給気溝 2 1

だけが複数に分割されていてもよい。 また、三分割ではな く、二分割あるい

は四分割、 またはそれ以上に分割 してもよい。

[0065] また、本実施形態では、噴出孔 1 7 の大径孔部 1 7 a と小径孔部 1 7 b と

が同心円である例を示 したが、本発明がこれに限定されることはない。小径

孔部 1 7 b の軸心 と大径孔部 1 7 a の軸心をず らして連通させてもよく、気

体流対向面 1 1 e が形成されていれば、 どのような構成を採用 してもよい。

[0066] また、本実施形態における噴出ペ レツ 卜1 4 および吸引ペ レツ 卜1 5 は 卜



ッププレー卜1 1あるいは気体経路プレー卜1 2 に一旦取り付けた後に取り

外すことが可能であってもよい。その場合、更に、取り外した噴出ペレット

1 4 あるいは吸引ペレツ卜1 5 を再び取り付けることが可能であってもよい

。これにより、例えば設計時あるいは設置時に、気体流量や形状の異なる複

数の噴出ペレツ卜1 4 あるいは吸引ペレツ卜1 5 を順次試し、良好な性能が

得られるものを選択することが可能となる。また、例えばメンテナンスとし

て、噴出ペレツ卜1 4 のオリフィス流路 1 4 b あるいは吸引ペレツ卜1 5 の

オリフィス流路 1 5 a が目詰まりした場合に噴出ペレツ卜1 4 あるいは吸引

ペレット1 5 を取り外して清掃し、再び取り付けることが可能となる。

[0067] 以上説明したように、本実施形態では、支持用エアプレ一卜は、

支持面を有し、前記支持面と支持対象物との間に圧縮気体層を形成し、前

記支持対象物を前記支持面と非接触の状態で支持する支持用エアプレー卜で

あって、

供給される気体流を絞って噴出する複数の噴出口を有する気体流抵抗器と

複数の前記気体流抵抗器が装着される複数の第 1気体供給孔を有する第 1

有孔板状部と、

前記第 1有孔板状部の前記支持面側に隣接し、前記第 1気体供給孔に対応

する位置に、前記第 1気体供給孔の一部と平面視において重なって前記第 1

気体供給孔と連通し、前記気体流を前記圧縮気体層に向かって噴出する第 2

気体供給孔を有する第 2 有孔板状部と、

前記気体流を絞って噴出する前記気体流抵抗器の噴出口に対面し、前記気

体流抵抗器の噴出口から噴出した気体流を衝突させて拡散させる前記第 1有

孔板状部と前記第 2 の有孔板状部との境界部に位置する気体流対向面と、

を有するものとなっている。

[0068] また、本実施形態の気体流抵抗器は、

支持面と支持対象物との間に圧縮気体層を形成し、前記支持対象物を前記

支持面から非接触の状態で支持する支持用エアプレー卜に用いられる気体流



抵抗器 において、

前 記支持 用 エ ア プ レー 卜の装着部 に装着 され、 供給 され る気体流 を絞 って

、前 記支持 面 に向か って間接 的 に噴 出す ことがで きる噴 出 口を有 す る ことを

特徴 とす る もの とな って い る。

[0069] また、 本実施形 態 の支持 用 エ ア プ レー トで は、前 記 気体流抵抗器 は、

厚 さ方 向 に気体 の通 る抵抗流路 とな る貫 通孔 と、前 記抵抗流路 の前 記軸心

方 向の少な くとも一部 に所 定 の断面積 お よび所 定 の長 さの抵抗部 があ る抵抗

板 と、

前 記抵抗板 を囲んで前 記抵抗板 と一体 的 に形成 され、前 記 第 1 気体供給孔

の 内周面 と一致 す る形状 お よび 寸法 の外周面 を有 す る管状部 と、

を有 す る。

[0070] また、 本実施形 態 の支持 用 エ ア プ レー トで は、前 記抵抗部 は、前 記抵抗流

路 の前 記軸心 方 向の噴 出 口側 で最 も大 きな抵抗 を有 す る もの とな って い る。

[0071 ] また、 本実施形 態 の支持 用 エ ア プ レ一 卜は、

前 記 第 1有 孔板状部 に取 り付 け られ、前 記圧縮 気体層 か ら吸 い込 む気体流

を細 め る複数 の吸込 用気体流抵抗器 を更 に有 す る、 もの とな って い る。

[0072] また、 本実施形 態 の気体流抵抗器 は、

貫 通 した孔 か らな り、 気体流 を絞 る作 用 を有 す る抵抗流路 を有 し、 当該抵

抗流路 の前 記支持 面側端部 に前 記噴 出 口を有 す る抵抗板 と、

内周面 で前 記抵抗板 の外周面 と当接 し、前 記抵抗板 と一体 的 に形成 された

管状部 と、

を有 す る、 もの とな って い る。

[0073] また、 本実施形 態 の気体流抵抗器 は、

前 記抵抗流路 の軸心 方 向の少な くとも一部 に所 定 の断面積 お よび所 定 の長

さの抵抗部 を有 す る。

[0074] また、 本実施形 態 の気体流抵抗器 は、

前 記抵抗部 は、前 記抵抗流路 の前 記軸心 方 向の噴 出 口側 で最 も大 きな抵抗

を有 す る もの とな って い る。



[0075] また、本実施形態の気体流抵抗器では、

前記抵抗板は前記管状部の一方の端面か ら所定距離にある位置で前記管状

部 と接続されている。

[0076] (第 2 の実施形態）

[0077] 図 1 0 は、第 2 の実施形態による浮上用エアプレー 卜の概略的な断面図で

ある。第 2 の実施形態による浮上用エアプレー ト3 0 は、第 1 の実施形態の

ものと同様に、支持面 3 1 a を有 し、ガラス基板 9 9 と支持面 3 1 a との間

に圧縮気体層を形成 し、ガラス基板 9 9 を支持面 3 1 a か ら浮上させた非接

触状態で支持するプレー 卜である。

[0078] また、噴出ペ レッ ト3 4 と吸引ペ レッ ト3 5 共に、第 1 の実施形態の噴出

ペ レッ ト1 4 、吸引ペ レツ 卜1 5 とそれぞれ同様の構造を有 している。

[0079] ただ し、第 2 の実施形態による浮上用エアプレー ト3 0 は、噴出ペ レッ ト

3 4 と吸引ペ レッ ト3 5 の双方 ともに、支持面 3 1 a を形成する トッププレ

— 卜3 1 に揷入される点で、第 1 の実施形態のものと異なっている。

[0080] 図 1 0 を参照すると、浮上用エアプレー ト3 0 は、 トッププレー ト3 1 、

気体経路 プレー ト3 2 、ボ トムプレー ト3 3 、噴出ペ レッ ト3 4 、および吸

引ペ レツ 卜3 5 を有 している。

[0081 ] トッププレー ト3 1 は、第 1 の実施形態の トッププレー ト1 1 と同様に、

複数の噴出孔 3 7 と複数の吸引孔 3 8 が交互に配置された有孔板状部材であ

る。 トッププレー ト3 1 の開放側表面が支持面 3 1 a を構成する。

[0082] 噴出孔 3 7 は、第 1 の実施形態の噴出孔 1 7 と同様に、支持面 3 1 a 側 と

裏面 3 1 b 側 とで内径寸法の異なる貫通穴であ り、支持面 3 1 a 側 に裏面 3

b 側 に設置された孔より内径寸法の小さい小径孔部 3 7 b と裏面 3 1 b 側

に小径孔部 3 7 b に連接 し小径孔部 3 7 b より内径寸法の大きな大径孔部 3

7 a とか らなる段付 き孔構造 となっており、その内径の大きな大径孔部 3 7

a に噴出ペ レツ 卜3 4 が揷入されている。

[0083] すなわち、 トッププレー ト3 1 は、噴出ペ レッ ト3 4 の外径 と一致するか

または僅かに小さい内径の大径孔部 3 7 a を有する裏面 3 1 b 側の有孔板状



部 3 1 c と、噴出ペ レット3 4 の外径よりも小さい内径の小径孔部 3 7 b を

有する支持面 3 1 a 側の有孔板状部 3 1 d とからなっている。

[0084] 噴出孔 3 7 の大径孔部 3 7 a に噴出べ レット3 4 が圧入されるこ とで、噴

出孔 3 7 の大径孔部 3 7 a の内周面 3 7 a 1 と噴出ペ レツ卜3 4 の外周面 3

4 c 1 間は封止される。また、噴出ペ レツ卜3 4 の上部側端面 3 4 c a 側か

ら下部側端面 3 4 c b 側までの軸心方向の長さと トツププレー 卜3 1 の大径

孔部 3 7 a の長さとは一致 している。そのため、 トッププレー ト3 1 に噴出

ペ レツ卜3 4 を揷入 し、 トッププレー ト3 1 の裏面 3 1 b に気体経路プレー

卜3 2 の表面 3 2 a を密接させると、噴出ペ レツ卜3 4 の軸心方向である厚

さ方向の動きが規制され、安定する。

[0085] また、本実施形態の トッププレー ト3 1 にある吸引孔 3 8 は、上述 した噴

出孔 3 7 と同様に、支持面 3 1 a 側の内径が裏面 3 1 b 側の内径よりも小さ

い段付き孔となっている。そ して第 1 の実施形態とは異なり、 トッププレー

卜3 1 の吸引孔 3 8 の大径孔部 3 8 a に吸引ペ レツ卜3 5 が揷入されている

。吸引孔 3 8 の大径孔部 3 8 a に吸引ペ レット3 5 が圧入されることで、吸

引孔 3 8 の大径孔部 3 8 a の内周面 3 8 a 1 と吸引ペ レツ卜3 5 の外周面 3

5 c 1 の間が封止される。

[0086] 本第 2 の実施形態の気体経路プレー ト3 2 は、第 1 の実施形態の気体経路

プレー ト1 2 と同様に、表面 3 2 a を トッププレー ト3 1 の裏面 3 1 b に密

接させて設置される。

[0087] 気体経路プレー ト3 2 の表面 3 2 a には、 トッププレー ト3 1 の複数の噴

出孔 3 7 を互いに接続する給気溝 3 9 が網目状に形成されている。更に、気

体経路プレ一 卜3 2 には、所定の位置で、給気溝 3 9 と連通 し、裏面 3 2 b

まで貫通する給気孔 （不図示）が設けられている。

[0088] また、気体経路プレー ト3 2 には、 トッププレー ト3 1 の各吸引孔 3 8 と

連通する位置で表面 3 2 a から裏面 3 2 b まで貫通する複数の吸引孔 4 1 が

設けられている。更に、気体経路プレー ト3 2 の裏面 3 2 b には、複数の吸

引孔 4 1 を互いに連通させる吸引溝 4 0 が網目状に形成されている。



[0089] なお、給気溝 3 9 または吸引溝 4 0 のいずれか一方または両方は、第 1 の

実施形態の吸引溝 2 2 と同様に、複数に分割されていてもよい。

[0090] ボ トムプレー ト3 3 は、表面 3 3 a を気体経路 プレー ト3 2 の裏面 3 2 b

に密接させて設置される。ボ トムプレー ト3 3 には、気体経路 プレー ト3 2

の給気溝 3 9 に気体を供給するための給気口 （不図示）が給気溝 3 9 と連通

する所定位置に貫通 した状態で設置されている。 また、ボ トムプレー 卜3 3

には、吸引溝 4 0 か ら気体を吸引するための吸引口 （不図示）が吸引溝 4 0

と連通する所定位置に貫通 した状態で設置されている。給気口にはポンプが

接続され、吸引口には真空ポンプが接続される。

[0091 ] なお、本実施形態の噴出べ レッ ト3 4 は、図 6 に示 した第 1 の実施形態の

ものと、形状、構造、および大きさが同 じであるとする。

[0092] また、本実施形態の噴出ペ レッ ト3 4 のオ リフ ィス流路の形状、構造、お

よび大きさも、図 9 に示 した第 1 の実施形態のものと同 じであるとする。す

なわち、オ リフィス流路の一部が、所定の断面積および長さにより流路抵抗

を規定する抵抗部 となっている。

[0093] 図 1 1 は、噴出ペ レッ ト3 4 が取 り付けられた トッププレー ト3 1 の噴出

孔 3 7 の内部における気体の流れを示す図である。

[0094] 第 1 の実施形態 と同 じように、 トッププレー ト3 1 が内径寸法が異なる噴

出孔 3 7 の大径孔部 3 7 a と小径孔部 3 7 b をそれぞれ有する 2 つの有孔板

状部 3 1 d 、 3 1 c で構成されているため、 トッププレー ト3 1 の噴出孔 3

7 は段付 き孔 となっており、その段付 き構成により、中心軸 3 4 d か ら所定

距離以上離れた位置に設けられた、噴出べ レッ ト3 4 の噴出口 3 4 b a に対

向する位置に気体流対向面 3 1 e が構成されている。

[0095] トッププレー ト3 1 の裏面 3 1 b 側か ら噴出孔 3 7 に気体が供給されると

、気体は、噴出ペ レッ ト3 4 の抵抗板 3 4 a を貫通 しているオ リフィス流路

3 4 b を通過することにより絞 られる。オ リフィス流路 3 4 b の噴出口 3 4

b a の対向対抗する上方に気体流対向面 3 1 e があるので、気体流はその気

体流対向面 3 1 e によって拡散される。拡散された気体流は噴出孔 3 7 の小



径孔部 3 7 b を通って支持面 3 1 a の上方に噴出する。

[0096] 本第 2 の実施形態によっても、第 1 の実施形態と同様、オ リフィス流路 3

4 b によって所望値の流路抵抗が与えられた気体流が気体流対向面 3 1 e に

よって拡散された後に圧縮気体層に供給されるので、流路抵抗によって圧縮

気体層に所望の剛性、すなわち均一な速度と圧力を与えるとともに、気体流

対向面 3 1 e でガラス基板 9 9 へ与えるス 卜レスを緩和することが可能とな

つている。

[0097] (第 3 の実施形態）

[0098] 図 1 2 は、第 3 の実施形態による浮上用エアプレー 卜の概略的な断面図で

ある。第 3 の実施形態による浮上用エアプレー ト5 0 は、第 2 の実施形態の

ものと同様に、支持面 5 1 a を有 し、ガラス基板 9 9 と支持面 5 1 a との間

に圧縮気体層を形成 し、ガラス基板 9 9 を支持面 5 1 a から浮上させた非接

触状態で支持するプレー トである。噴出ペ レツ卜3 4 および吸引ペ レツ卜3

5 が同一のプレー 卜に挿入される点も第 2 の実施形態と共通 している。

[0099] ただ し、第 3 の実施形態による浮上用エアプレー ト5 0 は、第 2 の実施形

態における トッププレー ト3 1 に相当する部分が、第 2 の実施形態とは異な

り、 トッププレー 卜5 1 とペ レツ卜装着プレー 卜5 2 という2 つの部材で構

成されている。つまり、第 2 の実施形態の トッププレー ト3 1 における噴出

ペ レツ卜3 4 の外径と一致するかまたは僅かに小さい内径の噴出孔 3 7 を具

備 した裏面 3 1 b 側の有孔板状部 3 1 c と、噴出ペ レツ卜3 4 の外径よりも

小さい内径の噴出孔 3 7 を具備 した支持面 3 1 a 側の有孔板状部 3 1 d とが

、第 3 の実施形態では、それぞれ別個の部材である トッププレー ト5 1 と装

着プレー 卜5 2 とからなっている。

[01 00] トッププレー 卜5 1 の裏面 5 1 b とペ レツ卜装着プレー 卜5 2 の表面 5 2

a とを密接させると、 トッププレー 卜5 1 の小径孔部 5 3 とペ レツ卜装着プ

レ一 卜5 2 の大径孔部 5 4 とが連通 し、第 2 の実施形態の噴出孔 3 7 に相当

する段付き孔が構成される。噴出ペ レット3 4 は、ペ レット装着プレー ト5

2 の大径孔部 5 4 に装着される。



[01 0 1 ] 吸引孔 と しても、 トッププ レー ト5 1 とペ レッ ト装着 プ レー ト5 2 が密接

されると、第 2 の実施形態 における吸引孔 3 8 と同 じ構成の段付 き孔が形成

され、そ こに吸引ペ レッ ト3 5 が装着 される。

[01 02] なお、本実施形態では、一例 と して、ペ レッ ト装着 プ レー ト5 2 の厚 さと

、噴出ペ レッ ト3 4 の厚 さと、吸引ペ レッ ト3 5 の厚 さが全て一致する。そ

のため、ペ レツ 卜装着 プ レー 卜5 2 に噴出ペ レツ 卜3 4 および吸引ペ レツ 卜

3 5 を装着 し、 トッププ レー ト5 1 、ペ レッ ト装着 プ レー ト5 2 、 および気

体経路 プ レー ト3 2 を互いに固定すると、気体流 による圧力が加わる方向が

逆である噴出ペ レツ 卜3 4 と吸引ペ レツ 卜3 5 の両方 を同時に軸心方向であ

る厚 さ方向の動 きを規制で き、安定させ ることがで きる。

[01 03] 図 1 3 は、噴出ペ レッ ト3 4 が取 り付 け られたペ レッ ト装着 プ レー ト5 2

と トツププ レー 卜5 1 の内部 における気体の流れを示す図である。

[01 04] トッププ レー ト5 1 の小径孔部 5 3 およびペ レツ 卜装着 プ レー 卜5 2 の大

径孔部 5 4 で構成 された段付 き孔の段部境界部 によ り、 中心軸 3 4 d か ら所

定距離だけ離れた位置 に設 け られた、噴出べ レッ ト3 4 の噴出口 3 4 b a に

対向する気体流対向面 5 1 c が形成 されている。

[01 05] ペ レツ 卜装着 プ レー ト5 2 の裏面 5 2 b 側 か ら大径孔部 5 4 に圧縮気体が

供給 されると、 この圧縮気体は、噴出ペ レッ ト3 4 のオ リフィス流路 3 4 b

で絞 られる。オ リフィス流路 3 4 b の噴出口 3 4 b a の上方 に気体流対向面

5 1 c があるので、オ リフィス流路 3 4 b で絞 られた気体流 はその気体流対

向面 5 1 c によって拡散 される。拡散 された気体流 は小径孔部 5 3 を通 って

支持面 5 1 a の上方 に噴出する。

[01 06] (第 4 の実施形態）

[01 07] 図 1 4 は、第 4 の実施形態 による浮上用エアプ レー 卜の噴出ペ レツ 卜近傍

の概略的な断面図である。本実施形態 による浮上用エアプ レー トは、第 3 の

実施形態の浮上用エアプ レー ト5 0 とはペ レッ ト形状だけが異な つている。

本実施形態のペ レツ 卜はペ レツ 卜の外周面 を一周する突起 を設 けることで封

止を実現する。噴出ペ レツ 卜および吸引ペ レツ 卜の両方 とも第 3 の実施形態



のもの とは異なるが、 どち らも同 じ封止構造なので、 ここでは噴出ペ レッ ト

6 1 のみについて説明することにする。

[01 08] 図 1 4 を参照すると、噴出ペ レツ 卜6 1 は、抵抗板 6 1 a 、管状部 6 1 c

、 および封止部 6 1 d を有 している。抵抗板 6 1 a には板厚方向に貫通 した

複数のォ リフィス流路 6 1 b が形成 されている。

[01 09] オ リフィス流路 6 1 b の位置、形状、大 きさ、個数 は、一例 と して、図 6

および図 9 に示 した第 1 の実施形態のもの と同 じである。

[01 10] 噴 出ペ レツ 卜6 1 の管状部 6 1 c の外周面 6 1 c a の径 は、ペ レツ 卜装着

プ レー ト5 2 の大径孔部 5 4 の内径 よ りも小 さ くな つている。管状部 6 1 c

の外周面 6 1 c a には、噴出ペ レツ 卜6 1 を一周する周状突起である封止部

6 1 d が一体的に設 け られている。封止部 6 1 d の頂点での外径寸法は、ぺ

レツ 卜装着 プ レ一 卜5 2 の大径孔部 5 4 内径寸法 よ りも僅かに大 きくな つて

お り、噴出ペ レツ 卜6 1 をペ レツ 卜装着 プ レー 卜5 2 の大径孔部 5 4 に揷入

すると、封止部 6 1 d が大径孔部 5 4 の内周面 に当接 し、噴出ペ レツ 卜6 1

の管状部 6 1 c の外周面 6 1 c a と大径孔部 5 4 の内周面 5 4 a との間を封

止する。

[01 11] そのため、気体流が噴出ペ レツ 卜6 1 のオ リフィス流路 6 1 b を通 らずに

、支持面 5 1 a 上の圧縮気体層 に漏れるのを防止することがで きる。それ と

ともに、管状部 6 1 c の外径寸法 自体が大径孔部 5 4 の内径寸法 よ りも小 さ

いので、第 1 の実施形態 と比べ ると、噴出ペ レツ 卜6 1 を大径孔部 5 4 に弱

い力で圧入することが可能 となる。 このため、ペ レッ ト装着 プ レー ト5 2 の

反 りの原因 とな りうる、噴出ペ レツ 卜6 1 を揷入するときに大径孔部 5 4 を

押 し広げようとする力が低減 されている。

[01 12] また、封止部 6 1 d は、管状部 6 1 c の外周面 6 1 c a の どの位置 に設置

しても、 目的を達成することは可能であるが、特 に、本実施形態のように、

噴出ペ レツ 卜6 1 の軸心方向である高さ方向の中央近傍すなわちペ レツ 卜装

着 プ レー 卜5 2 の厚 さ方向の中央近傍で大径孔部 5 4 の内周面 に当接 させ る

と、ペ レツ 卜装着 プ レー 卜5 2 の表面 5 2 a 側 と裏 5 2 b 側 とで大径孔部 5



4 を広げようとする力の片寄 りが小 さ く、ペ レツ 卜装着 プ レー 卜5 2 の反 り

の原因を低減 させ ることがで きる。

また、本実施形態では、封止部 6 1 d を 1 個設置 しているが、複数個設置

することも可能である。

[01 13 ] 以上説明 したように、本実施形態 によれば、支持用エアプ レー トは、

気体流が前記気体流抵抗器 内の前記噴出口を通 らずに前記圧縮気体層 に漏

れるのを防止するための封止部 を有するもの とな っている。

[01 14] また、本実施形態の支持用エアプ レー トでは、

前記封止部 は、前記気体流抵抗器の前記第 1 気体供給孔の内周面 と対面す

る外周面 に設 け られた周状突起であ り、

前記気体流抵抗器が前記第 1 気体供給孔 に取 り付 け られると、前記周状突

起が前記第 1 気体供給孔の内周面 に当接する、 ものである。

[01 15 ] また、本実施形態の支持用エアプ レー トでは、

前記周状突起 は、前記第 1 有孔板状部の厚 さ方向の中央近傍で前記第 1 気体

供給孔の前記内周面 に当接する、 ものである。

[01 16 ] また、本実施形態の気体流抵抗器 は、

気体流が前記気体流抵抗器 内の前記噴出口を通 らずに前記圧縮気体層 に漏

れるのを防止するための封止部 を有する、 もの とな っている。

[01 17 ] また、本実施形態の気体流抵抗器では、

前記封止部 は、前記管状部の外周面 を連続 して一周する周状突起である。

[01 18 ] (第 5 の実施形態）

[01 19 ] 図 1 5 は、第 5 の実施形態 による浮上用エアプ レー 卜の噴出ペ レッ ト近傍

の概略的な断面図である。本実施形態の浮上用エアプ レー トは、第 3 の実施

形態 とはペ レッ トだけが異な っている。本実施形態のペ レッ トは、第 4 の実

施形態のペ レツ 卜と同様 に封止のための構造 を備 えている。 しか し、その構

造は第 3 の実施形態のもの とは異な つている。

[01 20] 本実施形態のペ レツ 卜は、管状部 7 1 c の両端面 をなす上部側端面 7 1 c

a および下部側端面 7 1 c b に設 けた環状の突起で封止を実現するものであ



る。なお、本実施形態の噴出べ レッ トと吸引ペ レッ トは封止の構造が同 じで

あるため、 ここでは噴出ペ レツ 卜のみについて説明することにする。

[01 2 1 ] 図 1 5 を参照すると、噴出ペ レツ 卜7 1 は、抵抗板 7 1 a 、管状部 7 1 c

、 および封止部 7 1 d 1 、 7 1 d 2 を有 している。抵抗板 7 1 a には、板厚

方向に貫通 している複数のオ リフィス流路 7 1 b が形成 されている。

[01 22] オ リフィス流路 7 1 b の位置、形状、大 きさ、個数 は、一例 と して、図 6

および図 9 に示 した第 1 の実施形態のもの と同 じである。

[01 23] 噴 出ペ レツ 卜7 1 の管状部 7 1 c の外径寸法は、ペ レツ 卜装着 プ レー ト5

2 の大径孔部 5 4 の内径寸法 よ りも小 さ くな つている。管状部 7 1 c の軸心

方向の厚 さ 7 1 c c は、ペ レツ 卜装着 プ レー 卜5 2 の厚 さ 5 2 c と一致、あ

るいは僅かに小 さ くな っている。

[01 24] 封止部 7 1 d 1 は、管状部 7 1 c の上部側端面 7 1 c a (支持面側端面）

に一体的に設 け られた環状の突起 （環状突起）である。封止部 7 1 d 2 は、

管状部 7 1 c の下部側端面 7 1 c b (逆側端面）に一体的に設 け られた環状

の突起である。管状部 7 1 c の軸心方向の厚 さ 7 1 c c と、封止部 7 1 d 1

の高 さ 7 1 d 1 a と、封止部 7 1 d 2 の高 さ 7 1 d 2 a との合計は、ペ レツ

卜装着 プ レー ト5 2 の厚 さ 5 2 c よ り僅かに大 きくな つている。そのため、

噴出ペ レツ 卜7 1 をペ レツ 卜装着 プ レー 卜5 2 に揷入 し、 トッププ レー 卜5

1 の裏面 5 1 b とペ レツ 卜装着 プ レー 卜5 2 の表面 5 2 a を密接 させ、ペ レ

ッ 卜装着 プ レ一 卜5 2 の裏面 5 2 b と気体経路 プ レ一 卜3 2 (平板）の表面

3 2 a を密接 させて固定すると、封止部 7 1 d 1 が トッププ レー 卜5 1 の裏

面 5 1 b に当接 し、封止部 7 1 d 2 が気体経路 プ レー 卜3 2 の表面 3 2 a と

当接する。 これによ り、噴出ペ レツ 卜7 1 の上部側端面 7 1 c a および下部

側端面 7 1 c b での気体の漏れを防止する封止が実現 される。

[01 25] なお、本実施形態では、噴出ペ レツ 卜7 1 の上部側端面 7 1 c a と下部側

端面 7 1 c b の両方 に封止部 7 1 d 1 、 7 1 d 2 を設 ける例 を示 したが、本

発明が これに限定されることはない。噴出ペ レツ 卜7 1 の上部側端面 7 1 c

a と下部側端面 7 1 c b のいずれか一方の端面のみに封止部 を設 けることに



してもよい。 いずれか一方だけを封止すれば、オ リフィス流路 7 1 b を通 ら

ずに圧縮気体層 に気体が漏れるのを防止することは可能である。

[01 26] 以上説明 したように、本実施形態 によれば、支持用エアプ レー トは、

前記第 1 有孔板状部の前記支持面側の逆側 にある面 に隣接 して設置 され、

前記第 1 有孔板状部の前記第 1 気体供給孔 に取 り付 け られた前記気体流抵抗

器 に気体 を供給する気体供給路 を形成する平板 を有 し、

前記封止部 は、前記気体流抵抗器の前記支持面側端面および前記支持面の

逆側端面の少な くともいずれか一方 に設 け られた環状突起であ り、前記気体

流抵抗器が前記第 1 気体供給孔 に揷入され、前記平板が前記第 1 有孔板状部

に密接 して設置 されると、少な くとも前記支持面側端面の環状突起が前記気

体流対向面 に当接する、 または少な くとも前記支持面の逆側端面の環状突起

が前記平板 に当接する、 もの とな っている。

[01 27] また、本実施形態の気体流抵抗器では、

前記封止部 は、前記管状部のいずれか一方 または両方の端面 に環状 に設 け

られた環状突起である。

[01 28] (第 6 の実施形態）

[01 29] 図 1 6 は、第 6 の実施形態 による浮上用エアプ レー 卜の概略的な断面図で

ある。第 6 の実施形態 による浮上用エアプ レー ト8 0 は、ペ レッ トを装着す

る部分が支持面 を提供する部材 と一体である点では第 2 の実施形態 と共通す

る。 また、本実施形態 による浮上用エアプ レー ト8 0 は、噴出ペ レッ ト7 1

の上部側端面 7 1 c a と下部側端面 7 1 c b にそれぞれ封止用の環状突起 7

1 と環状突起 7 1 d 2 が設 けてあ り、吸引ペ レツ 卜7 2 の上部側端面 7

2 c a と下部側端面 7 2 c b にそれぞれ封止用の環状突起 7 d 1 と環状突

起 7 2 d 2 が設 けてある点では第 5 の実施形態 と共通する。ただ し、更に〇

リング （環状封止部材）による封止が追加 されている点において、第 2 、 5

の実施形態のいずれ とも異なる。

[01 30] 図 1 6 を参照すると、浮上用エアプ レー ト8 0 は、 トッププ レー ト8 1 、

気体経路 プ レー ト3 2 、ボ トムプ レー ト3 3 、噴出ペ レッ ト7 1 、 吸引ペ レ



ッ 卜7 2 、 および 〇 リング 8 2 を有 している。

[01 3 1 ] 噴 出ペ レツ 卜7 1 は、第 5 の実施形態 において説明 したもの と同 じもので

ある。 また、吸引ペ レツ 卜7 2 は、基本的には噴出ペ レツ 卜7 1 と同様のも

のである。ただ し、オ リフィス流路の位置、形状、寸法、個数な どは、適宜

異なるものを選択 してもよい。

[01 32] 本実施形態の支持面 8 1 a を提供する トッププ レー ト8 1 は、第 2 の実施

形態の トッププ レー ト3 1 と類似 しているが、裏面 8 1 b 側 にある噴出孔 8

3 を囲む縁の部分 （裏面端部あるいは逆側端部）に座 ぐり部 8 1 c が形成 さ

れている点で第 2 の実施形態のもの と異な っている。すなわち、 トッププ レ

— 卜8 1 の噴出孔 8 3 の裏面 8 3 b 側 の縁が階段状 にな っている。

[01 33] そ して、 この座 ぐり部 8 1 c によって、 トッププ レー ト8 1 と噴出ペ レツ

卜7 1 と気体経路 プ レー ト3 2 とで囲まれる空間が形成 される。その空間に

、 ゴム製 の 〇 リング 8 2 が配置 されている。 〇 リング 8 2 は、 トッププ レー

卜8 1 、噴出ペ レッ ト7 1 、 および気体経路 プ レー ト3 2 の全てに当接 して

変形 し、気体の漏れを防止する封止を実現する。

[01 34] また、 トッププ レー ト8 1 の吸引孔 8 4 にも裏面 8 1 b 側端部 に座 ぐり部

8 4 a が形成 されている。すなわち、 トッププ レー ト8 1 の吸引孔 8 4 の裏

面 8 1 b 側 の縁 も階段状 にな っている。そ して、 この座 ぐり部 8 4 a によつ

て形成 される トッププ レー ト8 1 と吸引ペ レツ 卜7 2 と気体経路 プ レー ト3

2 とで囲まれる空間には、やは り、 〇 リング 8 2 が配置 されている。

[01 35] なお、本実施形態では、噴出ペ レツ 卜7 1 の管状部 7 1 c の上部側端面 7

1 c a および下部側端面 7 1 c b な らび に吸引ペ レツ 卜7 2 の管状部 7 c

の上部側端面 7 c a および下部側端面 7 c b に設 け られたそれぞれの環

状突起 による封止部 7 1 d 1 、 7 1 d 2 、 および 7 2 d 1 、 7 2 d による封

止に加 えて、 〇 リング 8 2 による封止を追加的に備 える例 を示 したが、本発

明が これに限定されることはない。他 の例 と して、第 2 の実施形態の噴出べ

レッ ト3 4 および吸引ペ レッ 卜3 5 と同様のぺ レッ トを採用 し、本実施形態

の 〇 リングによって封止を実現することに してもよい。



[01 36] また、本実施形態では、 トッププレー ト8 1 の噴出孔 8 3 の裏面 8 1 b 側

端部に設けた座 ぐり部 8 1 c に〇リング8 2 を配置する例を示 した。この構

成は、 卜ッププレー 卜8 1 に対する簡単な加工で〇リング8 を配置する空

間を形成できる点でメリッ卜があるが、必ず しも本発明がこれに限定される

ことを意味するものではない。他のいかなる構成を採用 して〇リング8 2 を

配置する空間を確保することにしてもよい。

[ 0 137] 以上説明 したように、本実施形態の支持用エアプレー トでは、

前記第 1有孔板状部は、前記第 1気体供給孔の前記支持面の逆側端部に座

ぐり部を有 し、

前記封止部は環状封止部材であり、

前記環状封止部材が前記座 ぐり部に配置される。

[ 0 138] 上述 した各実施形態では、ガラスを水平に浮上させて支持する浮上用エア

プレー トを例に説明を行ったが、本発明がこれらに限定されることはない。

他の例として、ガラスを垂直に支持する支持用エアプレー トは、所定の角度

に保って支持する支持用エアプレー トにも本発明を適用することができる。

[ 0 139] また、上述 した本発明の各実施形態は、本発明の説明のための例示であり

、本発明の範囲をそれらの実施形態にのみ限定する趣旨ではない。当業者は

、本発明の要旨を逸脱することな しに、他の様々な態様で本発明を実施する

ことができる。

符号の説明
[0140] 1 0 浮上用エアプレー ト、 1 1 トッププレー ト、 1 1 a 支持面、 1 1

b 裏面、 1 1 c 有孔板状部、 1 1 d 有孔板状部、 1 1 e 気体流対向

面、 1 2 気体経路プレー ト、 1 2 a 表面、 1 2 b 裏面、 1 3 ボ トム

プレー ト、 1 3 a 表面、 1 3 b 裏面、 1 4 噴出ペ レット、 1 4 a 抵

抗板、 1 4 a a 裏面、 1 4 a b 表面、 1 4 b オ リフィス流路、 1 4 b

a 噴出口、 1 4 b b 抵抗部連結部、 1 4 b c 表面側端面部、 1 4 b R

1 第 1抵抗部、 1 4 b R 2 第 2 抵抗部、 1 4 c 管状部、 1 4 c a 上

部側端面、 1 4 c b 下部側端面、 1 4 d 中心軸、 1 4 e 外径、 1 4 f



外周面、 1 5 吸引ペ レッ ト、 1 5 a オ リフ ィス流路、 1 7 噴 出孔、

7 a 大径孔部、 1 7 a a 内周面、 1 7 b 小径孔部、 1 7 c 内径、

1 8 吸引孔、 1 8 a 大径孔部、 1 8 b 小径孔部、 1 9 給気孔、 2 0

吸引孔、 2 0 a 大径孔部、 2 O b 小径孔部、 2 1 給気溝、 2 1 a

開 口面、 2 2 吸引溝、 2 2 a 開 口面、 2 3 給気 口、 2 4 吸引口、 3

0 浮上用エアプ レー ト、 3 1 トッププ レー ト、 3 1 a 支持面、 3 1 b

裏面、 3 1 c 有孔板状部、 3 1 d 有孔板状部、 3 1 e 気体流対向面

、 3 2 気体経路 プ レー ト、 3 2 a 表面、 3 2 b 裏面、 3 3 ボ トムプ

レ一 卜、 3 3 a 表面、 3 4 噴 出ペ レッ ト、 3 4 a 抵抗板、 3 4 b ォ

リフ ィス流路、 3 4 b a 噴 出口、 3 4 c 1 外周面、 3 4 c a 上部側端

面、 3 4 c b 下部側端面、 3 4 d 中心軸、 3 5 吸引ペ レッ ト、 3 5 c

1 外周面、 3 7 噴 出孔、 3 7 a 大径孔部、 3 7 a 1 内周面、 3 7 b

小径孔部、 3 8 吸引孔、 3 8 a 大径孔部、 3 8 a 1 外周面、 3 9

給気溝、 4 0 吸引溝、 4 1 吸引孔、 5 0 浮上用エアプ レー ト、 5 レ

トッププ レー ト、 5 1 a 支持面、 5 1 b 裏面、 5 1 c 気体流対向面、

5 2 ペ レッ ト装着 プ レー ト、 5 2 a 表面、 5 2 b 裏面、 5 2 c 厚 さ

、 5 3 小径孔部、 5 4 大径孔部、 5 4 a 内周面、 6 1 噴 出ペ レッ ト

、 6 1 a 抵抗板、 6 1 b オ リフ ィス流路、 6 1 c 管状部、 6 1 c a 〜

外周面、 6 1 d 封止部、 7 1 噴 出ペ レツ 卜、 7 1 d 1 封止部、 7 1 d

1 a 高 さ、 7 1 d 2 封止部、 7 1 d 2 a 高 さ、 7 1 a 抵抗板、 7 1

b オ リフ ィス流路、 7 1 c 管状部、 7 1 c a 上部側端面、 7 1 c b

下部側端面、 7 1 c c 厚 さ、 7 2 吸引ペ レッ ト、 7 2 c a 上部側端面

、 7 2 c b 下部側端面、 8 0 浮上用エアプ レー ト、 8 1 トッププ レー

卜、 8 1 a 支持面、 8 1 b 裏面、 8 1 c 座 ぐり部、 8 2 〇 リング、

8 3 噴 出孔、 8 3 b 裏面、 8 4 吸引孔、 8 4 a 座 ぐり部、 9 9 ガ

ラス虽 板



請求の範囲

[ 請求項 1] 支持面 を有 し、前記支持面 と支持対象物 との間に圧縮気体層 を形成

し、前記支持対象物 を前記支持面 と非接触の状態で支持する支持用ェ

アブ レ一 卜であ って、

供給 される気体流 を絞 って噴出する複数の噴出口を有する気体流抵

ί几器 と、

複数の前記気体流抵抗器が装着 される複数の第 1 気体供給孔 を有す

る第 1 有孔板状部 と、

前記第 1 有孔板状部の前記支持面側 に隣接 し、前記第 1 気体供給孔

に対応する位置 に、前記第 1 気体供給孔の一部 と重な って前記第 1 気

体供給孔 と連通 し、前記気体流 を前記圧縮気体層 に向か って噴出する

第 2 気体供給孔 を有する第 2 有孔板状部 と、

前記気体流 を絞 って噴出する前記気体流抵抗器の噴出口に対面 し、

前記気体流抵抗器の噴出口か ら噴出 した気体流 を衝突させて拡散 させ

る前記第 1 有孔板状部 と前記第 2 の有孔板状部 との境界部 に位置する

気体流対向面 と、

を有する支持用エアプ レー 卜。

[ 請求項2] 気体流が前記気体流抵抗器 内の前記噴出口を通 らずに前記圧縮気体

層 に漏れるのを防止するための封止部 を更に有する、請求項 1 に記載

の支持用エアプ レー 卜。

[ 請求項 3 ] 前記封止部 は、前記気体流抵抗器の前記第 1 気体供給孔の内周面 と

対面する外周面 に設 け られた周状突起であ り、

前記気体流抵抗器が前記第 1 気体供給孔 に取 り付 け られると、前記

周状突起が前記第 1 気体供給孔の内周面 に当接する、

請求項 2 に記載の支持用エアプ レ一 卜。

[ 請求項 4 ] 前記周状突起 は、前記第 1 有孔板状部の厚 さ方向の中央近傍で前記

第 1 気体供給孔の前記内周面 に当接する、

請求項 3 に記載の支持用エアプ レ一 卜。



[ 請求項 5 ] 前記第 1 有孔板状部の前記支持面の逆側 にある面 に隣接 して設置 さ

れ、前記第 1 有孔板状部の前記第 1 気体供給孔 に取 り付 け られた前記

気体流抵抗器 に気体 を供給する気体供給路 を形成する平板 を更に有 し

前記封止部 は、前記気体流抵抗器の前記支持面側端面および前記支

持面の逆側端面の少な くともいずれか一方 に設 け られた環状突起であ

り、前記気体流抵抗器が前記第 1 気体供給孔 に揷入され、前記平板が

前記第 1 有孔板状部 に密接 して設置 されると、少な くとも前記支持面

側端面の環状突起が前記気体流対向面 に当接する、 または少な くとも

前記支持面の逆側端面の環状突起が前記平板 に当接する、

請求項 2 に記載の支持用エアプ レ一 卜。

[ 請求項 6 ] 前記第 1 有孔板状部 は、前記第 1 気体供給孔の前記支持面の逆側端

部 に座 ぐリ部 を有 し、

前記封止部 は環状封止部材であ り、

前記環状封止部材が前記座 ぐり部 に配置 される、請求項 2 に記載の

支持用エアプ レー 卜。

[ 請求項 7 ] 前記気体流抵抗器 は、

厚 さ方向に気体の通 る抵抗流路 となる貫通孔 と、前記抵抗流路の前

記軸心方向の少な くとも一部 に所定の断面積 および所定の長 さの抵抗

部がある抵抗板 と、

前記抵抗板 を囲んで前記抵抗板 と一体的に形成 され、前記第 1 気体

供給孔の内周面 と一致する形状 および寸法の外周面 を有する管状部 と

を有する、請求項 1 か ら 6 のいずれか一項 に記載の支持用エアプ レー

h o

[ 請求項 8 ] 前記抵抗部 は、前記抵抗流路の前記軸心方向の噴出口側で最 も大 き

な流路抵抗 を有する、請求項 7 に記載の支持用エアプ レ一 卜。

[ 請求項 9 ] 前記第 1 有孔板状部 に取 り付 け られ、前記圧縮気体層か ら吸い込む



気体流 を細める複数の吸込用気体流抵抗器 を更に有する、請求項 1 か

ら 8 のいずれか一項 に記載の支持用エアプ レー 卜。

支持面 と支持対象物 との間に圧縮気体層 を形成 し、前記支持対象物

を前記支持面か ら非接触の状態で支持する支持用エアプ レー 卜に用い

られる気体流抵抗器 において、

前記支持用エアプ レー 卜の装着部 に装着 され、供給 される気体流 を

絞 って、前記支持面 に向か って間接的に噴出す ことがで きる噴出口を

有することを特徴 とする気体流抵抗器。

貫通 した孔か らなる気体流 を絞 る作用を有する抵抗流路 と当該抵抗

流路の前記支持面側端部 に前記噴出口とを有する抵抗板 と、

内周面で前記抵抗板の外周面 と当接 し、前記抵抗板 と一体的に形成

された管状部 と、

を有する、請求項 1 0 に記載の気体流抵抗器。

前記抵抗流路の軸心方向の少な くとも一部 に所定の断面積 および所

定の長 さの抵抗部 を有する、請求項 1 1 に記載の気体流抵抗器。

前記抵抗部 は、前記抵抗流路の前記軸心方向の噴出口側で最 も大 き

な流路抵抗 を有する、請求項 1 2 に記載の気体流抵抗器。

気体流が前記気体流抵抗器 内の前記噴出口を通 らずに前記圧縮気体

層 に漏れるのを防止するための封止部 を更に有する、請求項 1 1 か ら

1 3 のいずれか一項 に記載の気体流抵抗器。

前記封止部 は、前記管状部の外周面 を一周する周状突起である、請

求項 1 4 に記載の気体流抵抗器。

前記封止部 は、前記管状部の少な くともいずれか一方の端面 に環状

に設 け られた環状突起である、

請求項 1 4 に記載の気体流抵抗器。

前記抵抗板 は、前記管状部の一方の端面か ら所定距離 にある位置で

前記管状部 と接続 されている、請求項 1 1 か ら 1 6 のいずれか一項 に

記載の気体流抵抗器。
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《調査対象について》
請求項 1 0 において、同項に係 る 「気体流抵抗器」力、「供給 される気体流を絞って、前記

支持面に向かって間接的に噴出す ことができる噴出口を有」する点が記載 されている。
しか しなが ら、「気体流」を 「支持面に向かって間接的に噴出」するとは、「気体流抵抗器」

の 「噴出口」がどのような構成を有 していることが言いたいの力、、直ちには理解できない記載
ぶ りである。

この 点に関 し、明細書に記載 された事項 も踏まえ、「噴出口」の 「気体流抵抗器」上 の位置
が、「気体流抵抗器」を 「支持用エアプ レー ト」に装着 した際に 「気体流対向面」と 「噴出口」
とが対向するような位置、に設定 された結果 として、「気体流」力 「支持面に向かって間接的
に噴出」されるようになるも の に 限 っ て 、 先行技術調査を行った点を付記する。
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